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自动化圆度检测领域的革命性理念

Talyrond® 565/585H
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测量结果的高再现性
数十年的经验积累、超精密加工专业知识与有限
元分析(FEA)优化设计相结合Z可加工出低噪音、
近乎完美的机械轴。通过使用可溯源标准器和独
有的算法使功能进一步增强，从而有效消除仪器
对测量结果造成的影响。

制造流程的高精度仿真
全新的Talyrond 500H圆度测量仪采用旋转、垂直和
水平测量基准，复制机床的移动，从而精确地仿形
工件的形状。这种对切刀路径的高精度模拟，使您
能准确控制生产过程。

Talyrond 500H系列拥
有无与伦比的测量速
度和位置控制，是大
批量高精密部件测量
的最佳选择。

监控制造过程

Milling Honing

传感器

传感器量程

最大4 mm

分辨率

最小0.3 nm

圆度

径向精度

± 0.01µm

粗糙度

噪音

所有轴Rq小于30nm

Ra值
小于0.1µm

轮廓

LS 圆弧测量

5 µm

Pt
0.5 µm

Talyrond 500H系列
圆度测量的新理念



3

无与伦比的测量能力
一机多用
高精度仿真制造过程，使所有测量能在一台仪器上完成。

粗糙度
高分辨率传感器与各轴的低噪音，
确保了直线或圆周的表面粗糙度
测量。

凸轮和活塞
一个高精度的编码器和所有轴的线
性度能够确保对非圆部件(如凸轮和
活塞)的测量。

圆柱测绘
所有轴的精确控制和低噪音能够对圆柱形部件
如磨痕和材料体积进行深入分析。

轮廓
采用已获专利的校准技术，使仪器
能对半径、角度、高度、长度、距
离等进行测量。

圆度
无摩擦的空气轴承主轴和高精度
立柱，保证圆度、圆柱度和直线
度测量精度。
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高级谐波–确定不良工件的产生原因

普通检测仅能检测到不良的工件，但Talyrond 500H系列可帮助您找出造成不良产品的原因。工件的形状偏差可
用不同频率和振幅的不规律性来表示。谐波分析可识别此类缺陷，使你能准确发现问题并纠正，减少了在尺寸
上收紧公差的必要性。

高精度谐波标准器

精密加工标准在360度下的浮动：

强大的软件帮助您改进流程

3D圆柱测绘
针对超出传统2D检测技术能力范围的解决方案

冲蚀过的曲轴油孔未冲蚀的曲轴油孔

Talyrond 500H在所有轴上都具有高精度和高分辨率，3D表面测量

能够更彻底地检测瑕疵、缺陷、刀具几何影响等因素，这些因素

会影响零部件的性能或导致其故障。 

•  扭曲或线纹检测	 •  加工缺陷    

•  磨痕分析	 •  泄漏检测及其它

•	�显示容差的直方图

•	�通过/失败和信息提示

•	�可根据波纹深度和谐
波振幅进行排序

•	�可与CSV或GKD格式
文件相比较

•	可达5000 upr

•	�波纹深度或谐波振幅
格式

‘‘ ’’值得信赖的仪器
	 15	 upr
	 50	 upr
	 150	 upr
	 500	 upr
	 1500	 upr
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Q-Link用户生产操作界面
专为生产环境设计的简洁操作界面

•	Q-DAS数据格式认证

•	可与所有仪器兼容

•	易于操作

•	用户分级

•	可追溯性

•	简单公差

•	自动生成总结报告

•	自动数据分析
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滚子轴承

喷油器

曲轴

涡轮增压器

角度和距离

圆度

平行度

表面粗糙度

圆度

相对于旋转轴的倾斜和形状误差

圆柱度

平行度

平行度 表面粗糙度

圆柱度

应用

轴承滚道

谐波分析 圆度形状和半径分析
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用户感言

超高精密轴承的制造符合最高的制造标准要求，具有

高精度、高速度、高可靠性能，能够用于要求严苛的

操作条件的工业领域；除此之外，也适用于安全性要

求高、环境恶劣的领域。

行业和应用：

•	汽车

•	航空航天

•	轴承

•	液压

•	光学

•	牙科和医疗

•	工厂

‘‘
’’

我们要确保每年150万只轴承达到最高品质，这意味着需要在

制造流程的所有阶段对部件进行控制。我们拥有15台Taylor 
Hobson圆度测量仪，它们帮助我们保持高生产率和高精度，

使我们能够确保每只轴承都达到最高品质。 

质量保障部测量协调员－全球著名轴承生产商
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全方位的专业计量设计
500H系列产品的构造是测量完整性的关键

重塑部件
Taylor Hobson的核心竞争力在于外圆
研磨、表面研磨和金刚石车削。所有
这些学科与驱动机构方面的知识相结
合，形成具有低噪音和高几何精度度
的仪器，以确保对部件进行重塑。

无摩擦空气轴承主轴
该仪器的主轴，类似于任何基于主轴
的机床，在确保测量完整性方面都极
为重要。利用Taylor Hobson自产的金
刚石车床，我们能建立具有一流准确
度和可靠性的参考基准。 

仪器基座
使用有限元分析软件，铸铁基座为高
精度空气轴承主轴和垂直直线度基准
提供了稳固的基础，可确保移动和重
量不会影响测量结果。针对检测实验
室或生产环境，我们还提供一系列被
动或主动隔振装置。

直线度基准
使用Taylor Hobson研发的可溯源的标
准器和技术，按照严格的标准加工出
具有完美直线度、波纹度和粗糙度的
垂直立柱。直线度基准得到进一步提
高，确保可保证部件的重塑性很少或
不受仪器的影响。 5 & 6

2 & 3

‘‘ ’’世界一流的
噪音水平

4

7

1

圆度系统的重要特征

1	立柱对主轴的平行度

2	立柱和横臂的直线度

3	立柱和横臂的低噪音

4	横臂对主轴的垂直度

5	主轴的径向跳动

6	低主轴噪音

7	主轴圆锥误差最小

8	所有轴上都有精确的玻璃光栅



9

行业专用软件
速度分析功能允许轴承制造商以振幅评

估谐波，以速度预测功能。

可溯源性
使用Taylor Hobson自有的UKAS实
验室，所有校准的标准器都可溯源
到国际标准。

圆度
使用经校准不确定度小于5nm的精
密抛光玻璃半球，Taylor Hobso可
保证您的主轴符合规格并保持结果
的质量。

直线度、垂直度和平行度 
为确保立柱和径向直线单元(RSU)
符合规范，我们提供圆柱或平面标
准器。这些标准器可以保证测量轴
的准确度。这些标准器与特殊软件
程序相结合，强化修正了所有轴的
几何形状。

表面粗糙度
可以提供在垂直方向和圆周方向表
面粗糙度的可追溯测量分析能力。

弧形校正（轮廓选项）
Taylor Hobson已获专利的校准程序
和校准球，可校正轮廓测量中的测
针弧形运动。这种校正过程对于半
径和带角度部件的测量至关重要，
而这是无法通过一般的校准程序来
完成的。

增益校正
TR500H系列对于仪器传感器具有
独特的自动增益校准；该程序自动
执行，只需要几秒钟的时间就可完
成。我们也可提供一组可溯源到原
始标准量块的量块标定组。

设定轴座标
允许用户用自动或手动程序设定部
件或仪器轴的座标，可选的全自动
程序可对横臂、立柱和主轴的坐标
进行自动设定。

可溯源性
对于国际标准具有完全可溯源性
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附件

3 4

65

2

1您开始使用Taylor Hobson圆度测量系统
时，需要的所有附件均作为标配提供。然
而，对于更大的需求或提高测量能力，我
们还提供多种可单独订购的附件。

 1  环境隔离罩和主动隔振装置
建议在生产或非受控环境中使用 
 
环境隔离罩
环境隔离罩构成仪器结构的一部分，可保
护仪器免受气流、灰尘和外界因素影响
编号 112/4276  
 
主动隔振装置
主动隔振装置使用压电致动的固定架，保
护系统免受外部振动影响
编号 112/4277
 
具有环境隔离罩的主动隔振装置
隔离气流、灰尘和外部振动
编号 112/4278
 
 2  Talyrond标准校准球
与轮廓或形状软件一起使用时需要此标准
校准球，可校正测针的增益、倾斜和弧形
运动 
 
Talyrond 球标准半径7.5mm   
(量程为4 mm不推荐使用)  
编号 112-4305UC 	 
Talyrond 球标准半径12.5mm   
(量程为4 mm不推荐使用)   
编号 112-4319UC 
Talyrond 球标准半径 22.5mm  
编号 112-4092UC

 3  垂直和圆周方向粗糙度校正标准
编号 112/4341 UCR 

 4  六爪卡盘
一种六爪精密卡盘。
最大装夹直径 - 内径
20mm - 95mm(0.78in - 3.74in)

最大装夹直径 - 外径
2mm - 32mm 0.08in - 1.26in)
编号 112/1859（可选）

 5  标准测针臂
红宝石球头 x 100mm(3.9 in)
1mm(0.039in), 编号 112/3245
2mm(0.078in), 编号 112/3244
4mm(0.157in), 编号 112/3243
 
 6  精密套爪卡盘 - 可拆卸的三球
类型位置（与手动或自动工作台一起使
用）
注意：需要套爪 - 参见以下列表。
编号 112/3662

编号 112/3554-1.0 1mm套爪
编号 112/3554-1.5 1.5mm套爪
编号 112/3554-2.0 2mm套爪
编号 112/3554-2.5 2.5mm套爪
编号 112/3554-3.0 3mm套爪
编号 112/3554-3.5 3.5mm套爪
编号 112/3554-4.0 4mm套爪
编号 112/3554-4.5 4.5mm套爪
编号 112/3554-5.0 5mm套爪
编号 112/3554-5.5 5.5mm套爪
编号 112/3554-6.0 6mm套爪
编号 112/3554-6.5 6.5mm套爪
编号 112/3554-7.0 7mm套爪
编号 112/3554-7.5 7.5mm套爪
编号 112/3554-8.0 8mm套爪

编号 112/3555限位可调
建议与112/3549或112/3662一起使用；可能
需要进行修改，以适合要测试的元件。

棒形测针
100mm(3.9in)的测针，用于测量小直径元
件。
编号 112/3489（可选）

金刚石测针
锥角为90º的锥球形测针；用于圆柱测绘或
表面粗糙度应用。
编号 112/3806（可选5μm半径）
编号 112/3807（可选10μm半径）

支撑垫块
用于稳定支撑工件。
编号 112/1861（标准）

容器组件套件
如果空气供应不可靠或质量不好，建议使
用容器组件为主轴提供稳定的气流。
编号 112/2869（可选）
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针对特殊应用的定制解
决方案
我们取得成功的策略非常简单，我
们不仅仅销售产品，而是提供解决
方案。如果标准仪器和附件不能满
足您的需要，我们可量身定制完全
符合您应用要求的解决方案。这可
能包括制造适合小孔、肩部或底切
等应用的夹持装置或特殊测针。

规格如有变更，恕不另行通知。

 8

 11

 9

10

 77

测力设定传感器
建议与金刚石测针一起使用以及在需要
特定测量力时使用
编号 112/3808（可选）

 7  高精度玻璃半球
用于检查整体系统性能；UKAS校准证书
为可选。
圆度 <0.01μm(0.4μ")
编号 112/2324（可选）

玻璃半球
用于检查整体系统性能；UKAS校准证书
为可选。
圆度 <0.05μm(2μ")
编号 112/436（可选）
 
 8  高精度标准圆柱
用于验证仪器的垂直直线度和垂直轴对
主轴的平行度。UKAS校准证书为可选。
编号 112/3670-01（可选）

精密标准圆柱
用于检查仪器的垂直直线度和垂直轴对
主轴的平行度。UKAS校准证书为可选。

300mm (11.8") 圆柱
圆度<0.25μm(10μ")
直线度<0.5μm(20 μ")*
编号 112/1888（可选）

500mm (19.7") 圆柱
圆度 <0.25μm(10μ")
直线度<0.5μm(20μ")*
编号 112/1997（可选）

1000mm (39.4") 圆柱
圆度<0.75μm(30μ")
直线度<3μm(120μ")*
编号 112/3604（可选）

* 测试圆柱长度中央90%的直线度误差

 9  定心附件
用于检查传感器测头的垂直和水平对准
情况。
编号 112/1876（可选）

 10  定标块
用于快速校准传感器测头；可替代标准传
感器校准套件。
20μm(788μ") 量程
编号 112/2308（可选）
300 μm(0.012") 量程
编号 112/2233（可选）

11 校准套件
用于校准传感器测头。该套件包括一块圆
形玻璃平晶和四块量块。UKAS校准证书为
可选。
编号 112/2889（标准）

直径250mm (10")的玻璃平晶,用于检查横臂
相对于主轴的直线度和垂直情况。
编号 112/1998（可选）

仪器罩布
在仪器不使用时进行保护
编号 112/1393（可选）

ECU保险丝套件
编号 112/4234（可选）

滤芯
编号 112/3351（可选）

附件箱
用于放置标准附件和可选附件的实用工具
箱。
编号 48/453（可选）

六角扳手套件
用于在仪器上进行微调。
编号 630/412（可选）

二级过滤装置
二级过滤器，每3个月更换一次，以保持供
应清洁的空气（仪器自带1个）。
编号 112/3378（可选）
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可选软件 滤波器

活塞测量

圆度

• 高斯

• 2CR相位校正

转子分析

盘厚变化量分析

速率分析

壁厚变化量分析

高级谐波分析

凹槽分析
表面粗糙度

• 高斯

• 稳健高斯

• 2CR相位校正

• 2CR

谐波分析

TalyMap轮廓软件

TalyMap 3D分析软件

圆周表面粗糙度分析

表面粗糙度分析

线纹角度测量

圆度 平行度

垂直度 垂直直线度

同心度 部分平面度

同轴度 部分圆度

坡度 圆柱面

圆柱度 最大平面偏差(DFTP)

全跳动 最大圆偏差(DFTC)

平面度 径向直线度(RSU)

偏心度 多截面平面度(RSU)

跳动 多截面圆度

标准软件

Talyrond 500H规格

主轴

径向误差（工作台面以上高度） ± 0.01 µm (1-15 upr) 或 ± 0.015 µm (1-50 upr)

轴向误差（距中心的半径） ± 0.01 µm (1-15 upr) 或 ± 0.015 µm (1-50 upr) 

圆锥误差（工作台面以上高度） ± 0.00025 µm/mm

圆锥误差（距中心的半径） ± 0.00025 µm/mm

横臂 径向直线度单元 机动径向臂

整个行程的直线度误差 0.25 µm / 200 mm (10 µin / 7.9 in) 不适用

行程大于50mm的直线度误差 0.125 µm + 0.000625 µm/mm (5 µin + 0.025 µin/in) 不适用

对主轴的轴的垂直度 1 µm / 200 mm (39.4 µin / 7.9 in) 不适用

径向测量* (0.1 µm/mm + 1.5 µm)

臂噪音† <30 nm Rq 不适用

传感器 量程/分辨率

大量程 量程 ± 2 mm , 分辨率0.016 µm (0.078 in 0.6 µin)

正常量程 量程 +/- 1 mm, 分辨率0.008 µm(0.039 in, 0.3 µin)

中等量程 量程 +/- 0.2 mm, 分辨率0.0016 µm(0.0078 in, 0.06 µin)

小量程 量程 +/- 0.04 mm, 分辨率0.0003 µm(0.003 in, 0.012 µin)

立柱 300 mm立柱 500 mm立柱 1000 mm立柱 1200 mm 立柱

立柱全高的直线度误差
0.3 µm / 300 mm  
(11.8 µin / 11.8 in)

0.3 µm / 500 mm  
(11.8 µin / 19.7 in)

0.75 µm / 1000 mm  
(29.5 µin / 39.4 in)

1 µm / 1200 mm  
(39.4 µin / 47.2 in)

立柱全高于100mm的直线度误差
0.15 µm / 100 mm  
(5.9 µin / 3.94 in)

0.15 µm / 100 mm  
(5.9 µin / 3.94 in)

0.3 µm / 100 mm  
(11.8 µin / 3.94 in)

0.3 µm / 100 mm  
(11.8 µin / 3.94 in)

垂直轴对主轴的平行度
0.5 µm / 300 mm  
(20 µin / 11.8 in)

0.75 µm / 500 mm  
(29.5 µin / 19.7 in)

1 µm / 1000 mm  
(39.4 µin / 39.4 in)

1.5 µm / 1200 mm  
(59 µin / 47.2 in)

立柱噪音† <30 nm <30 nm 待定 待定

测量能力

测量能力 300 mm立柱 500 mm立柱 1000 mm立柱 1200 mm立柱

最大工件高度 300 mm (11.82 in) 500 mm (19.7 in) 1000 mm (39.4 in) 1200 mm (47.2 in )

最大工件直径 Ø 400 mm (15.7 in) [可扩展至485 mm (19.1 in)] 

最大孔深测量(标准长度测针) 565H 160 mm (6.3 in) 或 585H 155mm (6.1 in)

最大测量直径 Ø 350 mm (13.8 in) [可扩展至435 mm (17.1 in)]

最大工作台载荷 75kg (165 lb)

最大工作台力矩载荷 自动调心调平: 1250 kg/mm (108 lb/in),  距中心80 mm (3.15 in) 的等边三角形

工件测量能力

分析能力

†	�水平移动的测量条件是10Kg负载，200mm长度；垂直移动的测量条件是20Kg负
载，400mm高度。所有测量均使用指定的测针在调平的玻璃平晶上进行；分析时使
用高斯滤波器、0.8mm的截止长度、300:1的带宽和参数Rq。

*	� 基于在被测量和标定半径的差不大于2mm的前提下（用标准环规或塞规进行半定）
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主轴

主轴构造 超精密空气轴承

旋转速度 0.3 - 10 rpm

位置控制 ± 0.2° 

位置分辨率 0.02°  (可选 ± 0.005°)

数据点数（可选择） 3600和18,000 (可选72,000)

横臂 径向直线度单元 机动径向臂

臂构造 精研陶瓷横臂单元 挤压式铝质基准

转动范围 200 mm (7.9 in) 200 mm (7.9 in) 300 mm (11.8 in)

移动速度 	 - 移动 0.25 - 15 mm/s (0.01 - 0.6 in/s) 步进

	 - 测量 0.25 - 15 mm/s (0.01 - 0.6 in/s) 步进 不适用

	 - 接触 0.5 - 5 mm/s (0.02 - 0.2 in/s) 步进

偏心行程 标准立柱位置 25 mm (0.98 in) 

位置控制 5 µm (200 µin)

位置分辨率 0.25 µm (0.98 µin)

最小转动角度 0.05 mm (0.002 in)

数据点数（可选择） 200,000  

调心调平台 自动

可获得的自动调心准确度 <0.8 µm (32 µin)

可获得的自动调平准确度 <0.8 秒角

构造 拥有专利的3点支撑垫块

调心和调平工作台控制 主轴旋转时连续全自动进行

调心调平时自动跟踪 是

调心范围 +/- 5 mm (0.2 in)

调平范围 +/- 0.5 °

工作台直径 300 mm (11.8 in)

传感器方位角/
转向

TR565H TR585H

控制 手动 自动

状态 水平和垂直

垂直状态 内圆/外圆

水平状态 上/下 左/右

转向 以30°的步距旋转 以1°的步距旋转

传感器

传感器类型 Talymin 6单向传感器

测量力 0至4g可调（圆度模式）

测头角度 可调

定心附件 (TR585H) 双重定心功能（水平和垂直）

环境

操作温度 10°C至35°C(50ºF至95ºF)

存储温度 -10°C至50°C(14ºF至122ºF)

温度梯度 <2°C/小时 (<3.6ºF/小时)

操作湿度 30%至80%相对湿度（无凝露）

存储湿度 10%至90%相对湿度（无凝露）

最大垂直RMS 小于50Hz, 0.05mm/s(0.002in/s)

地面振动 大于50Hz, 0.10mm/s(0.004in/s)

电源（交流、单相接地、3线制）

仪器和计算机电压 90V-130V或200V-260V(开关可选择)

频率 47Hz至63Hz

功耗 最大500VA

安全性
BS EN 61010-1, BS EN 349, BS EN 
13850, BS EN 983, BS EN 60204 
Machinery Directive standards

EMC BS EN 61000-6-1, BS EN 61000-6-3

空气供应

空气压力 550至1030kPa（5.5至10.3bar）
（80至116psi）

调节阀（预设） 350kPa (3.5bar) (50psi)

最大颗粒尺寸 5micron (0.0002in)

水分含量 - 露点 -20°C (-4 ºF)

操作压力下的流动速率 150升/分钟（最小值） 5.3ft3/分钟

最大油含量 25mg/m3（0.01格令/ft3）

体颗粒含量 5mg/m3（0.002格令/ft3）

立柱轴 300 mm 立柱 500 mm 立柱 1000 mm 立柱 1200 mm 立柱

立柱构造 精加工的铸铁基准

移动量程 300 mm (11.8 in) 500 mm (19.7 in) 1000 mm (39.4 in) 1200 mm (47.2 in)

移动速度	 - 移动 0.1-105 mm/sec (0.004 - 4.33 in/sec) 步进

	 - 测量 0.1-20 mm/sec (0.004 - 0.8 in/sec) 步进

	 - 接触 0.5-5 mm/sec (0.02 - 0.2 in/sec) 步进

位置控制 4 µm

长度测量 (0.03 µm/mm + 1.5 µm)

位置分辨率 0.25 µm (0.98 µin)

数据点数（可选择） 200,000

技术指标

所有准确度均是在20ºC±1ºC(68ºF±1.8ºF)的温度下得到的。

所有圆度和平面度结果均为最小二乘圆(LSC)结果，测量条件为1-50UPR、高斯滤波
器、6RPM和顺时针旋转（除非另行指定）。所有误差均为最大容许误差(MPE)。

所有直线度/平行度结果均在8mm的截止长度、低通滤波器、5mm/秒测量速度、最小
区域(MZ)法的条件下得到的。测量的不确定度是在95%置信区间下测得，参照ISO的《
测量不确定度表示指南》(GUM: 1993)。

所有测量均使用标准的100mm长和2mm直径的球形测头。圆度和平面度的所
有测量时，传感器都处于水平状态。圆度的所有测量均相对于形状经校准的
玻璃半球。玻璃半球的校准误差为±5nm。以上引用的技术数据来自具有良好
计量基础的测量，并且测量环境无对流风、受控、无低频地板传导的振动（
即计量实验室或由Taylor Hobson提供的环境隔离外罩）。

Taylor Hobson奉行随着技术发展而不断改进的政策。因此，我们保留更改样本规格的权利。
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参数

ü= 随附     l = 可选     û = 不提供
(可应客户要求提供特定的分析功能)


